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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成25年10月17日(2013.10.17)

【公開番号】特開2009-137286(P2009-137286A)
【公開日】平成21年6月25日(2009.6.25)
【年通号数】公開・登録公報2009-025
【出願番号】特願2008-286980(P2008-286980)
【国際特許分類】
   Ｂ２９Ｃ  59/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２９Ｃ  59/02    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５０２Ｄ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年8月29日(2013.8.29)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　押型（１）の構造（１６）を大面積の基板（４）の平坦面（４ｓ）に転写するためのシ
ステムにおいて、
　前記基板（４）を基板受容表面（３ａ）上で受け取る基板ホルダ（３）と、
　前記基板受容表面（３ａ）に対して平行に方向付けられ、かつ対向して位置することが
できる、前記押型（１）の構造表面（１ｓ）と、
　前記基板受容表面（３ａ）に対して直交して働くアクチュエータデバイス（１０）と、
を有するシステムであって、
　前記アクチュエータデバイス（１０）が、前記構造（１６）の転写を確実にする、かつ
前記基板受容表面（３ａ）に対して直交することになる力Ｆａを前記押型（１）または基
板（４）に加えるために、少なくとも２つの別々に制御可能な、かつ／または調節可能な
アクチュエータ（１０．１、１０．２、…１０．ｎ）を有し、
　前記アクチュエータが、前記押型の前記構造の立体形状あるいは前記押型の前記構造の
充填率に基づいて制御可能なかつ／または調節可能とされることを特徴とするシステム。
【請求項２】
　それぞれの場合において、別々に制御可能な、かつ／または調節される引張力および／
または圧縮力（Ｆ１、Ｆ２、…Ｆｎ）を、前記アクチュエータ（１０．１、１０．２、…
１０．ｎ）上で調整することができる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　制御ライン（１４）を介して前記アクチュエータ（１０．１、１０．２、…１０．ｎ）
に接続される中央制御デバイス（１５）によって前記アクチュエータ（１０．１、１０．
２、…１０．ｎ）を制御することができる、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記アクチュエータデバイス（１０）が、３つの別々に制御可能な、かつ／または調整
可能なアクチュエータ（１０．１、１０．２、…１０．ｎ）を有する、請求項１から３の
いずれか一項に記載のシステム。
【請求項５】
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　前記アクチュエータデバイス（１０）が、前記引張力および／または圧縮力（Ｆ１、Ｆ
２、…Ｆｎ）を前記押型（１）に伝達する、特に前記押型（１）を中央位置で受け取る押
型ホルダ（２）を有する、請求項１から４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記アクチュエータ（１０．１、１０．２、…１０．ｎ）が、特に１２０°の中間角度
αで、前記押型ホルダ（２）の周縁上で均一に分配されて配置される、請求項１から５の
いずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記アクチュエータデバイス（１０）が、前記引張力および／または圧縮力（Ｆ１、Ｆ
２、…Ｆｎ）を前記基板ホルダ（３）に伝達する、請求項１から４のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項８】
　前記アクチュエータ（１０．１、１０．２、…１０．ｎ）が、特に１２０°の中間角度
αで、前記押型ホルダ（２）の周縁上で均一に分配されて配置される、請求項７に記載の
システム。
【請求項９】
　前記アクチュエータ（１０．１、１０．２、…１０．ｎ）が、前記構造表面（１ｓ）の
外側に位置合わせされる、請求項１から８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記押型（１）と平行に前記基板（４）を並進させ回転方向付けるために、調整デバイ
ス（６）が設けられる、請求項１から９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記調整デバイス（６）、前記基板ホルダ（３）、前記押型（１）が、下部ベースプレ
ート（９）と、前記下部ベースプレート（９）に対して平行に方向付けられる押型ベース
プレート（１２）との間に配置される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記下部ベースプレート（９）が、特に前記ベースプレート（９）および前記押型ベー
スプレート（１２）の縁部に取り付けられる接続用支持体（７）を介して前記押型ベース
プレート（１２）にしっかり接続される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記アクチュエータ（１０．１、１０．２、…１０．ｎ）が、前記押型ベースプレート
（１２）を貫通し、前記押型ベースプレート（１２）に対して直交して前記押型ベースプ
レート（１２）内に案内されて入る、請求項１１または１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記引張力および／または圧縮力（Ｆ１、Ｆ２、…Ｆｎ）を測定するために、前記押型
（１）または基板（４）と、前記アクチュエータ（１０．１、１０．２、…１０．ｎ）の
それぞれとの間に、特に圧電型の力測定セル（１０ｋ）が設けられる、請求項１から１３
のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記力測定セル（１０ｋ）が、前記制御ライン（１４）を介して前記中央制御デバイス
（１５）に接続され、前記中央制御デバイス（１５）が、それぞれの場合において前記ア
クチュエータ（１０．１、１０．２、…１０．ｎ）に関連付けられる対応する力測定セル
（１０ｋ）の測定値を用いて前記アクチュエータ（１０．１、１０．２、…１０．ｎ）を
制御および／または調節するように設計される、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　結果として生じる力Ｆａが、前記アクチュエータデバイス（１０）の制御によって、前
記基板（４）と押型（１）の間の接触表面の面積の中心において作用する、請求項１から
１５のいずれか一項に記載のシステム。
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